
2  SISTEMAS EN 1 PARA EL ANÁLISIS VISUAL 
Y QUÍMICO

1 SEGUNDO POR HUELLA QUÍMICA

0 PREPARACIONES DE MUESTRAS

¡LISTO!

Solución de limpieza técnica DM6 M LIBS

AHORRE UN 90% DE TIEMPO SIN DEJAR DE CUMPLIR CON 
LA NORMATIVA VDA19

La combinación de su microscopio Leica y del método LIBS aporta 
comodidad y sencillez a los procesos de inspección visual y análisis 
químico; y todo en cuestión de segundos. En un solo paso del flujo de 
trabajo, puede llevarse a cabo la detección de la partícula a través del 
análisis de imagen y la identificación del material. Proceda al análisis 
exhaustivo de partículas de acuerdo con la normativa VDA19 a través 
del método LIBS con un microscopio óptico y ahorre un 90% de tiempo 
en comparación con la inspección mediante SEM/EDS. Adiós al riesgo 
de perder la localización de la partícula en cuestión al transferir la 
muestra a otros dispositivos. 

Ventajas para la limpieza técnica con la solución DM6 M LIBS:

 > Análisis e identificación de partículas conforme a la normativa 
VDA19;

 > Determinación fiable de la composición de la partícula, lo que 
permite la identificación de la fuente de contaminación;

 > Realización de un análisis completo en un 90% menos de tiempo 
respecto a métodos como SEM.



Análisis con LIBS

El término LIBS, por sus siglas en inglés, significa «espectroscopía de 
disociación inducida por láser». Un pulso láser de alta energía evapora 
un pequeño fragmento de la muestra y crea un plasma. Cuando el 
plasma se enfría, emite luz con una distribución de longitudes de onda 
característica. Este espectro se emplea posteriormente como la huella 
química de lo observado en el microscopio.

El pulso láser incide sobre la superficie y genera un plasma

PRUEBAS PRECISAS CON UN AHORRO DE TIEMPO DEL 90%

Acelere su flujo de trabajo. El módulo LIBS convierte al microscopio Leica en una solución de un solo paso que combina la inspección visual con  
el análisis químico en su lugar de trabajo. Determine la composición del material sometido a inspección visual en cuestión de segundos.  
Utilice el método LIBS para efectuar un análisis avanzado de partículas con un ahorro de tiempo del 90% en comparación con la inspección  
mediante SEM/EDS.

Extracción, Filtrado
ReacciónAnálisis

Análisis Permitido Real Resultado

Estándar

longitud [µm] 250 225 OK

anchura [µm] 150 134 OK

altura [µm] 100 115
no  

OK

Refl./no refl. Reflectante

Exhaustivo Análisis LIBS SiC -> carburo de silicio

Conclusiones  

del análisis

potencial para 

provocar daños
Alto

origen Muela de rectificar

Detección, Recuento, Clasificación

Los métodos de análisis exhaustivo son los únicos que proporcionan información relativa a las características físicas, tales como dureza o abrasividad. (VDA 19.1, 2015)
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